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مقدمه

واحددرموجودترانزیستورهایتعدادمجتمع،مدارساختزماناز▪
این.شودمیبرابردوماه18هرهادینیمههایتراشهسطح

دههدوطیکهگردیدبیانمیلادی80دردههمورتوسطپیشگویی
هاییروشازاستفادهنیازمندصنعت،روایناز.استدادهرخاخیر

.باشدمینانوابعاددرقطعاتساختجهت

Top-downهایاستراتژیازیکی▪ fabricationابزارساختدر
نوانعبهاستشدهایجادمتداولگرافیلیتوهایتکنیکازکهنانو
.شودمیشناختهگرافیلیتونانو

ه بندیدستگوناگونشیوه هایبهمی توانرالیتوگرافیتکنیک های▪
.کرد
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مقدمه

لیتو گرافی

بدون ماسک

electron beam

focused ion beam

scanning probe

photolithography

soft

nanoimprint

ماسک دار
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لیتوگرافی نوری
مراحل اصلی 

لیتوگرافی نوری

انواع رزیست
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لیتوگرافی نوری

لیتو گرافی نوری

projection 
printing

proximity 
printing

contact 
printing

انواع لیتوگرافی 

نوری

لیتو گرافی نوری پله ای
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لیتوگرافی باریکه الکترونی

روش دقیق با رزولوشن بالا▪

کیلو الکترون ولت300-2انرژی باریکه الکترونی ▪

جرمجرم بسیارکم الکترون ها و وجود نسبت بالای بار به ▪

انرژی بالای باریکه الکترون، رزولوشن بهتر ▪

محدودیت رزولوشن در حد چند نانو▪

کنتراست بالای ماده مقاوم▪
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لیتوگرافی باریکه الکترونی

روش2

حکاکی مستقیم

تابش غیر مستقیم
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لیتوگرافی باریکه الکترونی

کاربرد

ساخت مدارهای مجتمع با رزولوشن بالا▪

نوریساخت های ماسک ▪

محدودیت

هزینه بالا▪

پدیده پراکندگی الکترون ها▪
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لیتوگرافی نرم

تمبر پلیمری نرم▪

مواد ارزان و غیر خاص▪

1989در سال Whitesidesو Bainتوسط ▪

دو مرحله ی فرآیند▪

ساخت تمبر پلیمری الگو. 1

استفاده از تمبر برای انتقال طرح هندسی مولکولی به ساخت. ار2
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Nanoimprintلیتوگرافی 

بهره گیری از یک قالب سخت پلیمری▪

پر توان▪

وضوح بالا▪

هزینه ی کم▪

مطرح شدS. Y. Chouتوسط ▪

نانومتر10ابعاد زیر ▪
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Nanoimprintلیتوگرافی 

سیلیکون و کوارتز▪

:استفاده از مواد سخت▪

حفظ شکل ظاهری قالب. 1

پایداری حرارتی بالا. 2

:سه عیب مهم▪

طول عمر قالب. 1

چرخه گرمایش. بسرمایش و فشار بالا باعث تنش و سایش در قال/2

گرانروی. 3

UV-nanoimprintلیتو گرافی 
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لیتوگرافی پروب روبشی

STMو AFMمیکروسکوپ های پروب روبشی نظیر ▪

▪AFM آنگسترومی عمودی0/5آنگسترومی افقی و 0/1دارای وضوح

AFMچند برابر بیشتر از STMوضوع ▪

 dip-penنانو لیتوگرافی ▪

نفوذ تیول به طلا ▪

AFMنانو لیتوگرافی بر مبنای 
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لیتوگرافی پروب روبشی

مزیت▪

بدون نیاز به تجهیزات پیچیده. 1

تولید قطعاتی با ابعاد . نانومتر و کمتر210

تصاویری با وضوح بالا و هم ترازی نانومتری با سطوح خارجی. 3

عیب▪

بزرگ کردن منطقه سطحی ساخته شده با این روش مشکل است. 1.
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نتیجه گیری

اختسبرایگذشتهدههچنددرنوریلیتوگرافیفناوریازاستفاده▪
ICهایدستگاهوهاMemsمختلف

خاصکاربردهایبرایجدیدلیتوگرافیهایتکنیکجایگزینی▪

ومقیاسنانالگوهایساختبراییونیوالکترونیباریکهلیتوگرافی▪
ICونوریهایماسکمانند

گاهیآزمایشهایبرنامهبزرگترهایرنجساختبراینرملیتوگرافی▪

یکالکترونبیوسنسورها،بیوساختبرایnanoimprintلیتوگرافی▪
هاسیمنانوو

گازهایسنسوروسنسورهابیوساختبرایdip-penگرافیلیتو▪
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...با تشکر


